Konfokalni 3D laserovy skenovaci mikroskop

Popis z&izeni:

mikroskopicky systém k bezkontaktnimu 2D i 3Bfani povrchu pevnych material
pravidelného i nepravidelného tvaru,

systém bude umozZnovaitgsné 2D i 3D r&eni obrazu povrahs gresnosti minimak&15 nm v
ose Z bez nutnosti Upravy sledovaného vzorku,

systém bude slouzit k 2D a 3D zobrazeni pollvniinich struktur elektrotechnickych
materiati, senzoi, sowastek a elektronickych sestav,

systém bude dale vyuzivan pro monitorovani a zawaz povrch senzoil s organickou
funkeni vrstvou.

PoZadované technické parametry:

bezkontaktni 2D a 3D zobrazeni povich

tvorba 2D a 3D snimkpovrchi,

mikroskopické zobrazeni: LED zdroj askeni - bilé sétlo, barevny obraz CMOS nebo CCD,
laserové zobrazeni: LED zdroj @ésieni 405 nm, detektory (2 kanaly) min. 16bit

metody mikroskopického pozorovani: odrazenglev s\wtlé pole, polarizované stto, DIC a
HDR (vysoce dynamicky rozsah) kontrast

metody laserového pozorovani: odrazen#lgyDIC a HDR (vysoce dynamicky rozsah)
kontrast

moznost vysokého rozliSeni snimku 4K (min. 40001pixel) v laserovém i barevném maédu
pozorovani

kombinace 3D laserové obrazové informacézm mikroskopickym barevnym pozorovanim
i v 4K rozliSeni

skladani vice zornych poli do snimku s vysokymigerlim: min. 10x10 zornych poli s
rozliSenim min. 36 MPixel

set min. 5 ks PlanApochromatickych objektkorigovanych na 405 nm vinovou délku: 5x,
10x, 20x, 50x a 100x

min. 1 ks PlanSemiApochromatického objektivu kovigleeho na 405 nm vinovou délku: 50x s
dlouhou pracovni vzdalenosti (LWD) alegpgbmm

otocny motorizovany (revolverovy) nasmin. 6 objektivi, max. optické z&tSeni: alespo
16000x

opticky zoom 1-8x pro cely rozsah&$eni

rozliSeni na monitoru PC v osach X-Y alesfdonm a mé# v ose Z alespo0,5 nm a méh
garantované opakovatelnosti@ni v osach X-Y (8) 30 nm nebo ménv ose Z §) 12 nm a
mére

piesnost mireni max. £ 2% a mén

motorizovany, péitacem X-Y fizeny stil s pojezdem pro giteny vzorek, posun stolku v ose X-
Y v rozsahu, min. 100x100 mm, ultrasonicky posuklid#tovém stavu bez vibraci

rotatni vymenna podloZka vzork 0°- 360°, nezavisly manualni posun v ose Z vabns
minimalne 80 mm
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motorizovany posuv v ose Z alegipb0 mm, pesnost od&u polohy v ose Z alespid,8 nm
predpokladana velikost vzaikmax. 100x100x100 mm, vaha max. 3 kg

protiprachovy obal, pe¢bné pisluSenstvi, kalibri certifikaty pro dodané objektivy
zarwni doba: min. 2 roky

Software (sowast dodavky)

on-linesidici software umaujici plné ovladani mikroskopického systemigegmé nireni
povrchi ve 2D i 3D ridici posuv motorizovaného stolku,

vyhodnocovaci software umidjici zakladni 3D analyzu obrazu (dtapeieni profila,
geometrickych vetiin, ploch, objeni a pfimétt, dale n&teni drsnosti povrchu liniové i plosné,
dle ISO 25178, statistické zpracovani vyslgdikxport narsienych dat do MS Word 2016, MS
Excel 2016, ukladani dat v txt, 3D raw, ols, stdgadani obrazkv TIFF, JPG, BMP. Export
3D dat do CAD)

Ridici patita¢ s minimalni konfiguraci (souwast dodav

procesor: CPU Passmark min. 10000tbod
RAM: minimalré 8 GB

disk: minimalré 2x 1 TB / 7200 RPM

graficka karta: nesdilena min. 2 GB

vstupy a vystupy: minimai2x USB 3.0

sitova karta: integrovanateiva karta 10/100/1000
zvukova karta: integrovana karta

optickd mechanika: DVD+RW

opera&ni systém: MS Windows 10 Professional
min. 24" LCD monitor

mys i klavesnice

piisluSenstvi k fipojeni mikroskopického systéemurklicimu p@itai
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